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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月22日(2014.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲空間よりも低い抵抗の電磁気流路を提供するように，周囲空間の透磁率より実質的
に高い透磁率を有する電磁気シールドと，
　前記電磁気シールドに近接して配置され，又は配置可能な磁界源であって，該磁界源は
前記シールドの少なくとも一部を選択的に実質的に飽和させるのに十分な強度を有する磁
界を発生し，それによって前記電磁気シールドが周囲空間より低い抵抗の電磁気流路をも
はや提供しないように，前記電磁気シールドの前記透磁率を選択的に減少させる，磁界源
と，
を備える電磁気シールドシステム。
【請求項２】
　前記磁界源は，前記電磁気シールドを実質的に飽和させるのに十分な強度のＤＣ磁界を
選択的に発生するように選択的に作用させることができる電磁石である，請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記磁界源は前記電磁気シールドに隣接する，パターンで配置された複数の電磁石を含
み，該電磁石は前記電磁気シールドの種々の領域を選択的に飽和させるように選択的に動
作できる，請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記磁界源は，前記電磁気シールドの近傍に着脱可能に配置できる永久磁石である，請
求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記磁界源は，遠隔装置が搭載する磁石であって，前記電磁気シールドに隣接する遠隔
装置の配置が，前記磁石が前記電磁気シールドを実質的に飽和させる結果となる，請求項
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１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記磁界源は，前記磁界の強度を選択的に変化させることができる，請求項１に記載の
システム。
【請求項７】
　前記電磁気シールドは，無線電源の電磁転送面と実質的に同一の広がりを有するように
構成される，請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記磁界源は，前記シールドの一部だけを選択的に実質的に飽和させるのに十分な強度
のＤＣ磁界を発生させるように選択される，請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記磁界源は，前記シールドに隣接する，パターンで配置された複数の個別に動作可能
な電磁石を含み，該電磁石は前記シールド内に１又は複数の局所開口部を生成するように
，単独で又は一緒に，選択的に動作可能である，請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記シールドと分離された補助シールドを更に含む，請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記補助シールドは，前記磁界内にあるとき，実質的に不飽和のままであることができ
る材料でできている，請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電磁気シールドは，可とう性合成フェライトでできている，請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１３】
　電磁界を発生できる電磁界発生器と，
　前記電磁界を受信できる電磁界受信器と，
　前記電磁界発生器と前記受信器との間に配置された電磁気シールドであって，前記電磁
界受信器に届く前記電磁界の能力を選択的に実質的に減少させることができる電磁気シー
ルドと，
　前記電磁界の実質的により大きな部分が前記電磁気シールドを通過して前記電磁界受信
器に届くことができるように，前記電磁気シールドの少なくとも一部を選択的に飽和させ
るように選択的に動作可能なＤＣ磁界源と，
を備える電磁転送システム。
【請求項１４】
　前記磁界源は，前記電磁気シールドに近接して配置された電磁石を含み，該電磁石は，
前記電磁気シールドの少なくとも一部を実質的に飽和させるのに十分な強度の磁界を選択
的に発生させるように選択的に活性化される，請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記電磁界受信器は遠隔装置に搭載され，
　いつ前記遠隔装置が前記電磁気シールドに隣接して置かれたかを判定する回路と，該判
定に応じて前記電磁石を活性化する回路と，を更に含む，請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記磁界源は前記電磁気シールドと分離されており，該電磁気シールドに隣接して着脱
可能に配置可能である，請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記磁界源は永久磁石を含む，請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記電磁界受信器及び前記磁界源は遠隔装置に搭載され，前記電磁気シールドに隣接し
て遠隔装置を配置することが，前記電磁気シールドの少なくとも一部を飽和させるように
前記磁界源を配置し，前記電磁界が前記電磁気シールドの前記飽和した部分を通過する前
記電磁界を受信するように前記電磁界受信器を配置する，請求項１３に記載のシステム。
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【請求項１９】
　前記磁界源は永久磁石を含む，請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記電磁界発生器は，無線で電力を転送するために電磁界を発生する，請求項１３に記
載のシステム。
【請求項２１】
　前記電磁界発生器は，前記電磁界受信器を着脱可能に置くことができる転送面に隣接し
て配置され，前記電磁気シールドは前記電磁界発生器と前記転送面との間に配置される，
請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記電磁界発生器は，電力及び通信のうち少なくとも一つを無線で転送するために電磁
界を発生する，請求項１３に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ＤＣ磁界源は，該ＤＣ磁界源によって発生される磁界の強度を選択的に変化できる
，請求項１３に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記電磁気シールドは，可とう性合成フェライトでできている，請求項２３に記載のシ
ステム。
【請求項２５】
　前記電磁気シールドは，高透磁率の第１領域と，低透磁率の第２領域と，前記第１領域
と前記第２領域との間の遷移領域とを有する透磁率曲線を有する軟磁性材料でできており
，前記ＤＣ磁界源は，前記シールドを前記第１領域から前記第２領域へ遷移させるように
選択された磁界強度を有する，請求項１３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記磁界源は，前記電磁気シールドに隣接する，パターンで配置された複数の電磁石を
含み，該電磁石はそれぞれ，前記電磁気シールドの隣接部分を実質的に飽和させるのに十
分な強度の磁界を選択的に発生させるように選択的に動作可能であり，前記電磁石は，前
記シールドを貫通する領域化された開口部を選択的に生成するように個別に作用させるこ
とができる，請求項１３に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記電磁界発生器は複数の１次コイルを含み，
　前記ＤＣ磁界源は複数の電磁石を含む，請求項１３に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記電磁界発生器は，複数の前記電磁界受信器を同時に受容するのに十分なサイズの転
送面に隣接して配置され，前記電磁気シールドは前記電磁界発生器と前記転送面との間に
配置され，前記電磁界発生器は，前記電磁界を前記転送面上の任意の場所に配置された電
磁界受信器に放出することができる，請求項１３に記載のシステム。
【請求項２９】
　電磁界を発生することができる電磁界源を備える無線電源と，
　前記無線電源と分離しており，前記電磁界源に隣接して選択的に置くことができる遠隔
装置と，
　前記電磁界源と前記遠隔装置との間に配置された電磁気シールドであって，前記電磁界
源から前記遠隔装置への前記電磁界の有意な部分の透過を阻止するのに十分な透磁率を有
する，電磁気シールドと，
　前記電磁気シールドの少なくとも一領域を実質的に飽和させ，前記電磁界の実質的によ
り大きな部分が，前記飽和した領域を通して前記電磁界源から前記遠隔装置へ透過するこ
とができるように選択的に動作可能な磁界源と，
を備える無線電力システム。
【請求項３０】
　前記電磁界源は，１次コイルと，電磁界を発生させるために，前記１次コイルに電力を
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印加するドライバと，を含む，請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記１次コイルに隣接して配置された電力転送面を更に含む，請求項３０の記載のシス
テム。
【請求項３２】
　前記電磁気シールドは，前記１次コイルと前記電力転送面との間の前記無線電源に組み
込まれている，請求項２９に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記磁界源は前記遠隔装置に搭載され，前記遠隔装置を前記電力転送面の上に置くこと
が，前記磁界源を前記電磁気シールドの少なくとも一部を実質的に飽和させる位置に配置
する，請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記磁界源は１又は複数の電磁石を含む，請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記磁界源は１又は複数の永久磁石を含む，請求項３３に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記１又は複数の永久磁石は，前記電磁界が前記遠隔装置に届くことができる適切なサ
イズ及び形状の開口部を前記電磁気シールド内に開くように選択される，請求項３５に記
載のシステム。
【請求項３７】
　前記磁界源は前記電磁気シールドに隣接する，パターンで配置された複数の電磁石を含
み，該電磁石はそれぞれ，前記電磁気シールドの隣接部分を実質的に飽和させるのに十分
な強度の磁界を選択的に発生させるように選択的に動作可能であり，前記電磁石は，前記
シールドを貫通する領域化された開口部を選択的に生成するように個別に作用させること
ができる，請求項３２に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記電磁界発生器は複数の１次コイルを含み，
　前記磁界源は複数の電磁石を含む，請求項２９に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記磁界源は，該磁界源によって発生される磁界の強度を選択的に変化できる，請求項
２９に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記電磁気シールドは，高透磁率の第１領域と，低透磁率の第２領域と，前記第１領域
と前記第２領域との間の遷移領域とを有する透磁率曲線を有する軟磁性材料でできており
，前記ＤＣ磁界源は，前記シールドを前記第１領域から前記第２領域へ遷移させるように
選択された磁界強度を有する，請求項２９に記載のシステム。
【請求項４１】
　内部空間を規定する車両車体であって，前記内部空間を該内部空間の外で発生した外部
電磁界から遮蔽するように構成された電磁気シールドを含む車体と，
　前記内部空間内に配置された電磁界受信器であって，前記外部電磁界を受信するように
構成された受信器と，
　前記外部電磁界の実質的な部分が，前記車両車体を通過して前記内部空間に入り，前記
電磁界受信器によって受信されるように，前記電磁気シールドの少なくとも一部を飽和さ
せるように選択的に動作できる磁界源と，
を備えるシステム。
【請求項４２】
　電磁界源であって，無線電力及び無線通信のうち少なくとも一つを転送するために電磁
界を送信することができる電磁界源と，
　前記電磁界源に隣接して配置された転送面であって，１又は複数の遠隔装置を着脱可能
に受容することができ，前記遠隔装置はそれぞれ電磁界受信器を含む，転送面と，
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　前記電磁界源と，前記電力転送面との間に配置された電磁気シールドと，
　前記電磁界源に隣接して配置された補助シールドと，
　前記補助シールドを実質的に飽和させることなく，前記電磁気シールドの少なくとも一
部を選択的に実質的に飽和させるように構成された磁界源であって，前記磁界源の作用に
よって前記電磁界の実質的により多くが前記電磁気シールドの前記飽和部分を通過すると
共に，前記補助シールドが前記磁界源によって実質的に変化しなかった前記電磁気シール
ドを含み続けるようにする，磁界源と，
を備えた電磁界転送システム。
【請求項４３】
　前記補助シールド及び前記電磁気シールドが協同して前記電磁界源を実質的に包囲し，
前記電磁気シールドが不飽和のとき，前記電磁界は前記補助シールド及び前記電磁気シー
ルド内に実質的に含まれる，請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記磁界源は前記電磁気シールドに対して配置された電磁石を含み，該電磁石は，前記
電磁気シールドの少なくとも一部を実質的に飽和させるのに十分な強度の磁界を選択的に
発生させるように，選択的に作用させられる，請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記磁界源は前記電磁気シールドと分離されており，前記電磁気シールドに隣接して着
脱可能に置くことができる，請求項４２に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記磁界源は遠隔装置に搭載され，該遠隔装置を前記電磁気シールドに隣接して配置す
ることが，前記磁界源を前記電磁気シールドの少なくとも一部を飽和させるように配置し
，前記電磁界受信器を前記電磁気シールドの前記飽和部分を通過する前記電磁界を受信す
るように配置する，請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記磁界源は永久磁石を含む，請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記磁界源は電磁石を含む請求項４６に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記電磁気シールドは可とう性合成フェライトでできている，請求項４３に記載のシス
テム。
【請求項５０】
　前記電磁気シールドは，高透磁率の第１領域と，低透磁率の第２領域と，前記第１領域
と前記第２領域との間の遷移領域とを有する透磁率曲線を有する軟磁性材料でできており
，前記磁界源は，前記電磁気シールドを前記第１領域から前記第２領域へ遷移させるよう
に選択された磁界強度を有する，請求項４３に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記磁界源は，前記電磁気シールドに隣接する，パターンで配置された複数の電磁石を
含み，該電磁石はそれぞれ，前記電磁気シールドの隣接部分を実質的に飽和させるのに十
分な強度の磁界を選択的に発生させるように選択的に動作可能であり，前記電磁石は，前
記シールドを貫通する領域化された開口部を選択的に生成するように個別に作用させるこ
とができる，請求項４３に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記電磁界発生器は複数の１次コイルを含み，
　前記磁界源は複数の電磁石を含み，該電磁石はぞれぞれ，前記１次コイルのうち一つと
一意に関係し，前記電磁石のうち一つを使用することが，前記１次コイルのうち対応する
一つに隣接する前記電磁気シールドを貫通する開口部を発生させ，前記対応する１次コイ
ルと遠隔装置との間の結合の効率を選択的に増加させる，請求項４３に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記転送面は複数の前記遠隔装置を同時に受容するのに十分なサイズであり，前記電磁
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界発生器は，前記電磁界を前記転送面上の任意の場所に配置された電磁遠隔装置に放出す
ることができ，前記磁界発生器は前記電磁気シールドの一部だけを飽和させることができ
る，請求項４３に記載のシステム。
【請求項５４】
　外部電磁界源によって発生させた電磁界を受信するように構成された電磁受信器と，
　前記受信器を実質的に包囲するシールドであって，前記電磁受信器と外部電磁界源との
結合の効率を実質的に減少させるのに十分な透磁率を有するシールドと，を備え，
　前記シールドの少なくとも第１部分は，高透磁率の第１領域と，低透磁率の第２領域と
，前記第１領域と前記第２領域との間の遷移領域とを有する透磁率曲線を有する軟磁性材
料でできており，前記材料は，適切な強度のＤＣ磁界によって，前記第１領域から前記第
２領域へ容易に遷移する，電磁受信システム。
【請求項５５】
　前記シールドは，前記第１部分を実質的に飽和させるのに適切な強度のＤＣ磁界におい
て不飽和であり続けることができる材料でできた第２部分を含む，請求項５４に記載のシ
ステム。
【請求項５６】
　前記シールドの前記第２部分を実質的に飽和させることなく，前記シールドの前記第１
部分の少なくとも一領域を実質的に飽和させるのに十分な強度のＤＣ磁界を選択的に発生
することができる電磁石を更に含む，請求項５５に記載のシステム。
【請求項５７】
　独立して動作可能な複数の電磁石を更に含み，該電磁石はそれぞれ，前記シールドの前
記第２部分を実質的に飽和させることなく，前記シールドの前記第１部分の隣接領域を実
質的に飽和させるのに十分な強度のＤＣ磁界を選択的に発生することができる，請求項５
５に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記電磁気シールドの前記第１部分は可とう性合成フェライトでできている，請求項５
５に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記電磁受信器は外部電磁界から無線電力を受信することができ，
　前記無線電力によって電力供給できる電子負荷を更に含む，請求項５５に記載のシステ
ム。
【請求項６０】
　前記電磁受信器は外部電磁界から無線通信を受信することができ，
　前記無線通信を利用することができる電子負荷を更に含む，請求項５５に記載のシステ
ム。
【請求項６１】
　前記電磁受信器は外部電磁界から無線電力及び無線通信を受信することができ，
　前記無線電力によって電力供給され，前記無線通信を利用することができる電気負荷を
更に含む，請求項５５に記載のシステム。
【請求項６２】
　電磁界経路用のスイッチであって，
　電磁界を選択的に発生することができる電磁界発生器と，
　前記電磁界発生器に隣接して配置された電磁界受信器と，
　前記発生器及び前記受信器の間に配置された電磁気シールドと，
　前記電磁気シールドに近接して配置された選択的磁界源であって，前記電磁気シールド
の少なくとも一部を，飽和状態と不飽和状態とに遷移させるのに十分な強度の磁界を選択
的に発生することができ，前記飽和状態は，該飽和状態が前記電磁界発生器と前記電磁界
受信器との間の結合を，前記不飽和状態よりも実質的に大きくできることを特徴とする，
選択的磁界源と，
を備えるスイッチ。
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【請求項６３】
　前記磁界源は電磁石である，請求項６２に記載のスイッチ。
【請求項６４】
　前記電磁界発生器は１次コイル及び該１次コイルに電力を供給する回路を含み，該１次
コイルは時変電磁界を発生する，請求項６３に記載のスイッチ。
【請求項６５】
　前記電磁界受信器は２次コイルを含む，請求項６４に記載のスイッチ。
【請求項６６】
　前記電磁気シールドは，高透磁率の第１領域と，低透磁率の第２領域と，前記第１領域
と前記第２領域との間の遷移領域とを有する透磁率曲線を有する材料でできており，前記
選択的磁界源は，前記電磁気シールドを前記第１領域から前記第２領域へ遷移させるよう
に選択された磁界強度を有する磁界を選択的に生成できる，請求項６５に記載のスイッチ
。
【請求項６７】
　前記材料は軟磁性材料である，請求項６６に記載のスイッチ。
【請求項６８】
　前記電磁気シールド材料は，前記不飽和状態において，前記電磁界の有意な部分を前記
電磁界発生器に戻す磁束ガイドとして機能する材料でできている，請求項６５に記載のス
イッチ。
【請求項６９】
　選択的シールドの方法であって，
　電磁界発生器を提供するステップと，
　飽和状態と不飽和状態との間を選択的に遷移することができる電磁気シールドを提供す
るステップと，
　前記電磁気シールドの少なくとも一つの部分を前記不飽和状態から前記飽和状態へ遷移
させるのに十分な強度のＤＣ磁界を発生することができるＤＣ磁界源を提供するステップ
と，
　前記電磁界発生器及び電磁界受信器の間に前記シールドを配置するステップと，
　電磁界を発生させるために前記電磁界発生器を運転するステップと，
　前記電磁気シールドの少なくとも一部を選択的に前記飽和状態に遷移させ，前記シール
ドが前記飽和状態にあるとき，前記不飽和状態にあるときよりも前記電磁界の実質的によ
り多くの部分が前記電磁受信器に届くことができるようにするために，前記ＤＣ磁界発生
器で前記シールドの少なくとも一部を選択的に飽和させるステップと，
を有する方法。
【請求項７０】
　前記選択的に飽和させるステップは，前記シールドに隣接して永久磁石を配置するステ
ップとして更に規定される，請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記選択的に飽和させるステップは，前記ＤＣ磁界を発生させるために前記シールドに
近接して配置された電磁石を運転するステップとして更に規定される，請求項６９に記載
の方法。
【請求項７２】
　前記配置するステップは，前記電磁界発生器と転送面との間に前記シールドを配置する
ステップとして更に規定され，
　前記転送面上に前記電磁受信器を含む遠隔装置を置くステップを更に含む，請求項６９
に記載の方法。
【請求項７３】
　前記ＤＣ磁界源は永久磁石であり，
　前記選択的に飽和させるステップは，前記シールドに隣接して前記永久磁石を配置する
ステップを含む，請求項６９に記載の方法。
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【請求項７４】
　前記永久磁石は遠隔装置に搭載され，
　前記選択的に飽和させるステップは，前記遠隔装置を前記シールドに隣接して配置する
ステップを含む，請求項７３に記載の方法。
【請求項７５】
　前記電磁界発生器は複数の１次コイルであり，
　前記電磁界発生器を運転するステップは，前記複数の１次コイルの少なくとも一つを運
転するステップを含む，請求項６９に記載の方法。
【請求項７６】
　前記選択的に飽和させるステップは，前記少なくとも一つの運転される１次コイルに近
接する領域内の前記シールドを飽和させるステップとして更に規定される，請求項７５に
記載の方法。
【請求項７７】
　前記運転するステップは，無線で電力を転送するために電磁界を生成するように前記電
磁界発生器を運転するステップを含む，請求項６９に記載の方法。
【請求項７８】
　前記運転するステップは，無線で通信を転送するために電磁界を生成するように前記電
磁界発生器を運転するステップを含む，請求項６９に記載の方法。
【請求項７９】
　前記運転するステップは，無線で電力を転送し，無線で通信を転送するために電磁界を
生成するように前記電磁界発生器を運転するステップを含む，請求項６９に記載の方法。
【請求項８０】
　高透磁率の第１領域と，低透磁率の第２領域と，前記第１領域と前記第２領域との間の
遷移領域とを有する透磁率曲線を有する軟磁性材料で前記シールドを製造するステップを
更に含み，前記ＤＣ磁界源は，前記電磁気シールドを前記第１領域から前記第２領域へ遷
移させるように選択された磁界強度を有する，請求項６９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記軟磁性材料は可とう性合成フェライトである，請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　前記電磁気シールドの飽和度を選択的に変化させるために，前記ＤＣ磁界源によって発
生されたＤＣ磁界の強度を選択的に変化させるステップを更に含む，請求項６９に記載の
方法。
【請求項８３】
　電磁界を発生できる電磁界源を備えた無線電源であって，電力転送面を有する無線電源
と，
　前記電磁界源と前記電力転送面との間に，前記電磁界源に隣接して配置された電磁気シ
ールドであって，前記電磁界源から前記電力転送面へ前記電磁界の有意な部分が通過する
ことを防ぐのに十分な透磁率を有する，電磁気シールドと，
　無線電源と分離され，前記電力転送面上に選択的に配置することができる複数の遠隔装
置であって，該遠隔装置はそれぞれ，前記電磁気シールドの少なくとも一領域を実質的に
飽和させることができる磁界源を含み，前記電磁界の実質的により多くの部分が，前記飽
和した領域を通じて前記電磁界源から前記遠隔装置へ前記電磁気シールドを通過できるよ
うにする，遠隔装置と，
を備える無線電力転送システム。
【請求項８４】
　前記磁界源は可変強度磁界源である，請求項８３に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記磁界源は調整可能強度を有する電磁石である，請求項８３に記載のシステム。
【請求項８６】
　前記遠隔装置はそれぞれ，受信電力感知器と，該受信電力感知器の出力に応じて前記強
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度を調整する磁界強度制御システムとを含む，請求項８５に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記受信電力感知器は，電流感知器及び電圧感知器のうち少なくとも一つを含む，請求
項８６に記載のシステム。
【請求項８８】
　前記磁界強度制御システムは，前記電磁石と結合した制御された電流源を含む，請求項
８７に記載のシステム。
【請求項８９】
　前記磁界強度制御システムは，前記制御された電流源と結合されて，前記受信電力感知
器及び所望の受信電力に応じて，前記制御された電流源の出力レベルを制御する，請求項
８８に記載のシステム。
【請求項９０】
　前記遠隔装置はそれぞれ，電力要求条件を前記無線電源に伝える通信回路を含み，
　前記無線電源は，前記遠隔装置それぞれから前記電力要求条件を受信する通信回路と，
前記遠隔装置それぞれからの前記受信した電力要求条件に応じて，前記無線電源の出力を
制御する電力出力制御器と，を含む，請求項８３に記載のシステム。
【請求項９１】
　前記無線電源は，前記遠隔装置から通信を受信する通信回路と，前記遠隔装置から受信
した前記通信に応じて，出力電力を制御する電力出力制御器と，を含む，請求項８３に記
載のシステム。
【請求項９２】
　前記磁界源は調整可能強度を有する電磁石であり，
　前記遠隔装置のうち少なくとも一つは，前記電磁石が最大強度であり，前記遠隔装置が
十分な電力を受電していないとき，前記無線電源に通信を送信するように構成される，請
求項９１に記載のシステム。
【請求項９３】
　前記転送面は複数の遠隔装置を同時に受容することができ，前記無線電源は１を超える
遠隔装置に同時に無線で電力を転送でき，
　前記磁界源は可変強度を有する磁界源であり，前記遠隔装置はそれぞれ受信電力感知器
と，前記受信電力感知器の出力に応じて，前記強度を調整する磁界強度調整システムと，
を含み，前記遠隔装置はそれぞれ，前記無線電源から受電した電力量を個別に制御するこ
とができる，請求項８３に記載のシステム。
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